


















































专利名称(译) 有源矩阵面板的检查装置和检查方法，以及有源矩阵有机发光二极管面板的制造方法

公开(公告)号 US8228269 公开(公告)日 2012-07-24

申请号 US11/927291 申请日 2007-10-29

[标]申请(专利权)人(译) 中野DAIJU
SAKAQUCHI YOSHITAMI

申请(专利权)人(译) 中野DAIJU
SAKAQUCHI YOSHITAMI

当前申请(专利权)人(译) 国际商业机器公司

[标]发明人 NAKANO DAIJU
SAKAGUCHI YOSHITAMI

发明人 NAKANO, DAIJU
SAKAGUCHI, YOSHITAMI

IPC分类号 G09G3/30 H05B33/10 G01R27/26 G01R31/00 G01R31/26 G09F9/00 G09F9/30 G09G3/00 G09G3/32 
H01L21/66 H01L27/32 H01L29/786 H01L51/50 H05B33/14

CPC分类号 G09G3/006 G09G3/3225 G09G2300/0842 G09G2330/10

优先权 2003142972 2003-05-21 JP

其他公开文献 US20080117144A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

检查方法包括在基板上形成TFT阵列以制造有源矩阵面板的阵列工艺，
在制造的有源矩阵面板上执行性能测试的检查工艺，以及在有源矩阵上
安装OLED的单元工艺审查过程后的小组。在检查过程中，当驱动构成阵
列工艺中制造的有源矩阵的TFT时，以及当驱动TFT截止时，测量通过像
素电极的寄生电容的变化，从而驱动TFT中的开路/短路缺陷检查。
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